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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成26年5月15日(2014.5.15)

【公開番号】特開2012-215499(P2012-215499A)
【公開日】平成24年11月8日(2012.11.8)
【年通号数】公開・登録公報2012-046
【出願番号】特願2011-81807(P2011-81807)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｒ  33/26     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｒ  33/26    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成26年3月27日(2014.3.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被測定物が設置される位置に対して第１の方向に配置された第１ガスセルと、
　前記第１ガスセルに対して前記第１の方向に設置された第２ガスセルと、
　前記第１ガスセルを通過した第１の光を用いて磁場の測定を行う第１測定部と、
　前記第２ガスセルを通過した第２の光を用いて磁場の測定を行う第２測定部と、
　前記第１の方向は第１の軸方向に平行であり、前記被測定物、前記第１ガスセル、およ
び前記第２ガスセルを、前記第１の軸方向において挟むように対向して配置された一対の
磁場発生部と、
　前記第１測定部及び前記第２測定部における所定の成分の測定結果を基にして生成され
た所定の信号を出力する出力部と、を含み、
　前記第１の光及び前記第２の光は前記第１の軸方向とは異なる方向から照射され、
　前記磁場発生部は、前記第２の測定部で計測される前記所定の成分の測定値が、前記第
１の測定部で計測される前記所定の成分の測定値よりも小さくなる磁場を発生させること
を特徴とする磁場測定装置。
【請求項２】
　前記所定の成分は、磁場の前記第１の方向の成分であることを特徴とする請求項１に記
載の磁場測定装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の磁場測定装置を、互いに異なる方向ごとに複数備える
　ことを特徴とする磁場測定システム。
【請求項４】
　前記互いに異なる方向は、前記第１の軸方向に平行な方向と前記第１の軸に直角に交わ
る方向である
　ことを特徴とする請求項３に記載の磁場測定システム。
【請求項５】
　第１測定部が、被測定物の設置される位置からみて予め決められた第１の方向に配置さ
れた第１ガスセルに光を照射して、当該第１ガスセルにおける磁場の前記方向の成分を測
定し、
　第２測定部が、前記第１ガスセルからみて前記第１の方向に配置された第２ガスセルに
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光を照射して、当該第２ガスセルにおける磁場の前記第１の方向の成分を測定し、
　磁場発生手段が、前記被測定物、前記第１ガスセル、および前記第２ガスセルを前記第
１の方向に沿って挟み、前記第２測定部により測定された前記成分が小さくなるように、
前記第２ガスセルに向けて磁場を発生させ、
　出力部が、前記第１測定部と前記第２測定部とがそれぞれ測定した前記成分の差に応じ
た信号を出力する
　ことを特徴とする磁場測定方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明に係るひとつの磁場測定装置は、被測定物が設置される位置に対して第１の方向
に配置された第１ガスセルと、前記第１ガスセルに対して前記第１の方向に設置された第
２ガスセルと、前記第１ガスセルを通過した第１の光を用いて磁場の測定を行う第１測定
部と、前記第２ガスセルを通過した第２の光を用いて磁場の測定を行う第２測定部と、前
記第１の方向は第１の軸方向に平行であり、前記被測定物、前記第１ガスセル、および前
記第２ガスセルを、前記第１の軸方向において挟むように対向して配置された一対の磁場
発生部と、前記第１測定部及び前記第２測定部における所定の成分の測定結果を基にして
生成された所定の信号を出力する出力部と、を含み、前記第１の光及び前記第２の光は前
記第１の軸方向とは異なる方向から照射され、前記磁場発生部は、前記第２の測定部で計
測される前記所定の成分の測定値が、前記第１の測定部で計測される前記所定の成分の測
定値よりも小さくなる磁場を発生させることを特徴とする。
　上記のひとつの磁場測定装置において、前記所定の成分は、磁場の前記第１の方向の成
分であることが好ましい。
　本発明に係るひとつの磁場測定システムは、上記のひとつの磁場測定装置を、互いに異
なる方向ごとに複数備えることが好ましい。
　上記のひとつの磁場測定システムにおいて、前記互いに異なる方向は、前記第１の軸方
向に平行な方向と前記第１の軸に直角に交わる方向であるが好ましい。
　本発明に係るひとつの磁場測定方法は、第１測定部が、被測定物の設置される位置から
みて予め決められた第１の方向に配置された第１ガスセルに光を照射して、当該第１ガス
セルにおける磁場の前記方向の成分を測定し、第２測定部が、前記第１ガスセルからみて
前記第１の方向に配置された第２ガスセルに光を照射して、当該第２ガスセルにおける磁
場の前記第１の方向の成分を測定し、磁場発生手段が、前記被測定物、前記第１ガスセル
、および前記第２ガスセルを前記第１の方向に沿って挟み、前記第２測定部により測定さ
れた前記成分が小さくなるように、前記第２ガスセルに向けて磁場を発生させ、出力部が
、前記第１測定部と前記第２測定部とがそれぞれ測定した前記成分の差に応じた信号を出
力することを特徴とする。
　本発明は、被測定物が設置される位置からみて予め決められた方向に配置された第１ガ
スセルと、前記第１ガスセルからみて前記方向に配置された第２ガスセルと、前記第１ガ
スセルに光を照射して、当該第１ガスセルにおける磁場の前記方向の成分を測定する第１
測定部と、前記第２ガスセルに光を照射して、当該第２ガスセルにおける磁場の前記方向
の成分を測定する第２測定部と、前記被測定物、前記第１ガスセル、および前記第２ガス
セルを前記方向に沿って挟み、前記第２測定部により測定された前記成分が小さくなるよ
うに、前記第２ガスセルに向けて磁場を発生させる磁場発生手段と、前記第１測定部と前
記第２測定部とがそれぞれ測定した前記成分の差に応じた信号を出力する出力部とを備え
ることを特徴とする磁場測定装置を提供する。この構成によれば、ガスセルに光を照射し
てそのガスセルにおける磁場の予め決められた方向の成分を測定する測定部に対し、その
測定部が測定可能な範囲を超えた外乱がある場合でも、その外乱に影響されずに被測定物
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の磁場を測定することができる。
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